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DESCRIPCION
Bombas y accesorios con sensores

La presente invencién hace referencia a un componente para sistemas que conducen la corriente, de manera que
con el componente se ve influido un liquido o fluido que se encuentra dentro del sistema conductor de la corriente y
el componente se ha configurado como una maquina de fuerza o trabajo o bien como accesorio con cuerpo de cierre
y se ha colocado un sensor en el componente. Ademas la invencion se refiere a un procedimiento para la deteccion
de los revestimientos de las paredes de dichos componentes.

Dichos componentes se utilizan en sistemas conductores de la corriente como bombas, turbinas y/o accesorios. Las
bombas se configuran pues como agregados con distintos motores de accionamiento acoplados de forma distinta,
como agregados de bombas motoras compactas o bien otras formas de construccién conocidas.

Los componentes estan integrados en los sistemas conductores de la corriente. Por lo que puede tratarse de un
sistema de canalizacion o tuberia principal de las instalaciones mas grandes, por ejemplo, de centros de produccion
quimicos o biotecnolégicos o bien de centrales eléctricas.

Los fluidos pueden presentarse en forma de liquidos o de gas, de manera que los liquidos o los gases pueden estar
mezclados con particulas sélidas. La invencion se aplica preferiblemente en caso de liquidos, por lo que el uso de la
invencién es especialmente adecuado para soluciones acuosas.

El fluido puede influir de forma distinta en el componente. Por ejemplo, en el caso de una bomba centrifuga la
energia puede ser transportada desde el componente al fluido. Por lo que el fluido es acelerado inicialmente por la
rueda motriz de la bomba. La energia cinética alimentada se transforma entonces en energia por la presion. El fluido
puede verse influido por el componente tanto en su caudal volumétrico como en su velocidad de circulacion. Esto
ocurre por ejemplo en la configuracion del componente como un accesorio. Al variar la posicion se modifica la
seccion de circulacion por la que debe pasar el fluido. De ese modo se puede regular el caudal volumétrico.

Dichos componentes se han dispuesto frecuentemente con sensores, que determinan los estados o las propiedades
especificas del fluido. Asi puede tratarse de bombas con un sensor de presion. Entre los accesorios también se
encuentran sensores. En la DE 197 25 376 A1 se ha descrito, por ejemplo, un accesorio regulador del ramal para
regular el caudal volumétrico. Para registrar el caudal volumétrico se ha integrado un sensor en una carcasa del
caudal. El sensor esta conectado a una unidad de evaluacion.

En la irrigacion de bombas o accesorios con fluidos puede producirse la formacién de capas que en muchos casos
representan un problema técnico y econémico muy serio. Por ejemplo, se pueden formar capas de gérmenes, que
empeoran la calidad del producto. Ademas las capas pueden llegar a influir en la caracteristica de la irrigacion.
Adicionalmente, se puede producir un aumento de la pérdida de presion. En el caso de pequefios perfiles o
secciones de irrigacion pueden aparecer asimismo tapones o bien obstrucciones. Las alteraciones de la materia
prima pueden deberse también a esas capas.

En lo que se refiere a capas puede tratarse de sustancias inorganicas o bien organicas.

Ejemplos importantes de las capas inorganicas son los carbonatos, 6xidos o hidréxidos, que precipitan en las
paredes del componente en forma de 6xido, incrustacion de caldera o deposiciones de hidréxido de hierro.

Las capas organicas mas importantes son las peliculas bioldgicas. En el campo de las técnicas de higiene, por
ejemplo en la fabricacion de alimentos y productos farmacéuticos o bien en la biotecnologia pueden dar lugar a
problemas importantes. La incrustacion es producida por la biomasa y las impurezas que se encuentran confinadas
en la biomasa. Bacterias, hongos, levadura, diatomeas, y organismos unicelulares alteran la estructura de la
biomasa. Si no se controla la incrustacion biolégica provocada por estos organismos, se altera negativamente la
calidad del producto. En la fabricacion de alimentos y productos farmacéuticos se deben mantener unos grados de
pureza estrictos, puesto que las impurezas con las bacterias o bien los productos del metabolismo de los
microorganismos pueden conducir a alteraciones del consumidor de tipo sanitario.

Los componentes sobre los que se forman las capas pueden estar acabados a base de distintos materiales, por
ejemplo, de acero fino, de hierro fundido dulce, ceramica o plastico. En este caso la estructura superficial influye en
la formacién de la capa, de manera que desde un punto de vista macroscépico las superficies rugosas ofrecen en
general una mejor superficie de agarre que las superficies lisas.

Incluso la velocidad de irrigacion influye en la formacion de las capas. Asi se forman las capas bioldgicas
preferiblemente en las zonas con una irrigacion mas lenta.
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La US 2008/0163700 A1 informa sobre un sistema sensorial para una conduccion o tuberia, en la que el emisor y el
receptor se encuentran a una distancia. La disposicion sirve para definir el flujo y controlar la conduccion segun el
método Doppler de ultrasonidos.

La US 2007/0006656 A1 informa sobre un sistema y un procedimiento para controlar las deposiciones en las
tuberias de un sistema de calefaccién. Los sensores empleados envian sefales acusticas a la tuberia.

La JP 61 091509 A muestra otro método para medir el grosor de la deposicion en una tuberia por medio del método
eco-Doppler.

El cometido de la presente invencidon reside en disponer de un componente con sensor, que evalle de forma
cuantitativa y registre al mismo tiempo la formacion continuada de sedimento y influya en un fluido que se encuentra
dentro de un sistema conductor de la corriente. Ademas el cometido de la invencion consiste también en desarrollar
un método para la deteccién de las capas sobre dichos componentes.

Este cometido se resuelve conforme a la invencion de manera que el sensor comprende al menos un emisor y al
menos un receptor, donde el emisor emite ondas acusticas por la superficie del sensor y el receptor detecta las
ondas superficiales producidas por éste y el sensor emite sefiales a una unidad de evaluacion la cual a través de
una comparacion con los datos de referencia determina el grado de formacion de sedimento en el componente.

La superficie del sensor consta preferiblemente de un sustrato piezoeléctrico al que se aplican unos electrodos peine
a modo de emisor y receptor. Un electrodo peine forma un primer transductor interdigital (IDT), el conocido emisor-
transductor (emisor IDT), que produce una onda superficial sobre el sustrato piezoeléctrico. El segundo electrodo
peine forma un segundo transductor interdigital, el llamado transductor interdigital receptor (receptor-IDT). Tras el
recorrido de un cierto tramo las ondas superficiales producidas por el emisor son detectadas por el receptor.

El sustrato puede estar formado por un piezoeléctrico cualquiera, que sea adecuado para la excitacién de las ondas.
Al colocar una tension alta de corriente alterna en el emisor IDT se activan las ondas electroacusticas debido a la
piezoelectricidad del sustrato. Una onda activada por el emisor IDT discurre a lo largo de la superficie del sustrato y
genera una tension alterna de elevada frecuencia en un receptor IDT, que se evalla electronicamente.

La formacion de un revestimiento sobre la superficie del sensor influye en la velocidad de propagacién de las ondas.
El grado de formacion de sedimento puede determinarse de distintas formas. Por ejemplo, la desviacion de fases y/o
amplitudes de las ondas pueden llevar a conclusiones sobre el grado de formaciéon de sedimento. Para ello la
desviacion de las fases se determinara en las mediciones con una frecuencia fija.

Segun la masa depositada el sistema tendra una frecuencia propia. Esta varia al cambiar la masa depositada, de
forma que se registra una desviacion de frecuencia. Sobre la desviacion de la frecuencia de resonancia se pueden
sacar asimismo conclusiones en cuanto a la masa depositada en la superficie del sensor.

Cuanto mas avanza la formacion de sedimento, mayor es la diferencia respecto a la superficie libre de sedimento.

Para determinar el grado de formacion de sedimento es decisivo establecer una comparacion de los datos de
medicion con los datos de referencia. En general como referencia se emplean datos de una superficie de un sensor
sin sedimento. Preferiblemente en la medicién de referencia las condiciones del proceso corresponden a las
condiciones que existen al realizar la medicién de la formacion del sedimento.

El sensor se ha configurado como una unidad compacta. Por lo que es conveniente que una pared del componente
disponga de un orificio, en el cual encaje el sensor a la medida. En algunos casos ha resultado muy conveniente que
el sensor quede enrasado a la pared conductora de la corriente. De ese modo éste puede integrarse a bombas o
accesorios sin que las propiedades caracteristicas del componente se vean alteradas. En este caso el sensor es
irrigado tangencialmente. Esta disposicion es especialmente adecuada para revestimientos que se forman a altas
velocidades de irrigacion.

Puede ser preferible que el sensor se disponga colocado a una distancia de la pared irrigante del componente. De
ese modo se crea un espacio hueco delante del sensor, por el que circula el fluido mas lentamente. En el espacio
hueco se forma una turbulencia, que se mueve de tal modo que la superficie del sensor es irrigada en distintos
angulos. Estos factores pueden estimular la formacion de un sedimento, lo que se atribuye especialmente al
sedimento bioldgico. En una disposicion de ese tipo el sensor se encuentra en un lugar malo del componente. Por
tanto puede reconocerse la formacion del sedimento en un componente a tiempo y se pueden llevar a cabo las
correspondientes contramedidas.

El grado de formacion de sedimento se puede indicar como masa de la capa de revestimiento, que se forma sobre el
sensor. Con una formacion progresiva de la capa de revestimiento crece también la capa de revestimiento. Es
imaginable entonces que con una formacién progresiva de la capa protectora cambie la estructura del revestimiento
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y ésta sea cada vez mas compacta. En este caso el grosor de la capa de revestimiento seria una medida del grado
de formacion de revestimiento.

El sensor produce sefales y las conduce a una unidad de evaluacion. La unidad de valoracion registra las sefales
del sensor y determina por medio de un algoritmo el grado de formacién del revestimiento. Las sefiales que el
sensor reenvia a una unidad de evaluacion fluyen como sefiales de medicion en el algoritmo. El algoritmo representa
con ayuda de los datos de referencia una conexién entre los datos del sensor y el grado de formacion del sedimento.

La unidad de evaluacion puede estar integrada en el sensor, por ejemplo en forma de un procesador.

En una variante especialmente preferida de la invencién, la unidad de evaluaciéon emitira una sefal al exceder un
valor limite, que corresponda a un grado determinado de formacién de sedimento. Con ello se demuestra que resulta
especialmente conveniente que esta sefial conduzca a la resolucion de un proceso que produzca una limpieza de
las paredes. El manejo de la sefial del sensor y/o el desencadenamiento del proceso de limpieza pueden llevarse a
cabo por medio de un sistema conductor del proceso.

Mediante el empleo del componente conforme a la invencion puede ocurrir que el ciclo de productividad sea tan
largo como se desee y que el ciclo de limpieza sea tan corto como sea necesario, sin que ello perjudique la calidad
del producto. Los empleados de la instalacion de produccion ya no deben contar con los valores experimentales sino
que tienen ahora unos valores fiables que se van registrando de forma continuada. Se inicia el proceso de limpieza
una vez superado un grado determinado de formacioén de sedimento. De ese modo se evita que el proceso de
limpieza se inicie o demasiado pronto o muy tarde. Por un lado esto protege la calidad del producto sin influir
negativamente en una formacion de sedimento demasiado avanzada. Por otro lado se impide que se pierda tiempo
de produccién.

Durante el proceso de limpieza el sedimento se va eliminando de forma continuada mediante los agentes de
limpieza. De ese modo durante el proceso de limpieza se registra la masa todavia residual de sedimento. El proceso
de limpieza se lleva a cabo hasta que se ha eliminado por completo el sedimento o bien se ha excedido un valor
limite preestablecido. A continuaciéon con un fluido de enjuague se elimina el detergente del proceso. Mediante el
componente conforme a la invencion se evita que el proceso de limpieza o el proceso de enjuague se prolonguen
innecesariamente. Por tanto se evita un gasto en detergente, fluido de enjuague y tiempo de produccion. Se
garantiza que el proceso de limpieza solamente se termine cuando las tuberias estén libres de sedimento. Eso
permite conseguir una elevada calidad de producto.

Los cambios de las condiciones secundarias fisicas en la superficie del sensor, por ejemplo, cambios de viscosidad
o de temperatura del fluido influyen en la velocidad de propagacion de las ondas superficiales.

Con ello es posible también con el componente conforme a la invencion registrar el tipo de fluido que circula por el
sensor. Por tanto con el sensor se puede constatar, por ejemplo, si un fluido necesario para el proceso de
produccion, un detergente o un fluido de enjuague circulan por el componente.

Una vez iniciado el proceso de limpieza se afiade un detergente al proceso que llega al sensor Unicamente
transcurrido un tiempo muerto determinado. El tiempo muerto es tanto mayor cuanto mas largas son las vias de
irrigacion, que deben ser recorridas desde el lugar de entrada del detergente hasta el sensor. Puesto que el sensor
puede registrar un cambio en el tipo de fluido, que circule por su superficie, puede con el método conforme a la
invencion determinarse el momento a partir del cual el detergente llega al sensor.

Una vez finalizado el proceso de limpieza se lava el componente de manera que se libera el componente del
detergente. Solo después de un tiempo muerto determinado el detergente existente todavia en las tuberias es
eliminado por completo del componente. Tras el proceso de enjuague se hacen circular de nuevo los fluidos
necesarios para el proceso de produccion. Con el sensor puede registrarse el momento a partir del cual el fluido de
enjuague es eliminado por completo del componente. De ese modo se evita que en el producto queden impurezas
debidas a las cantidades residuales de fluido de enjuague.

Una ventaja especial de la invencion reside en que el sensor pueda emplearse no solamente para la determinacion
de la formacién de sedimento en el componente, sino que al mismo tiempo sirva para determinar la viscosidad o la
temperatura del fluido. La velocidad de propagacion de las ondas superficiales depende de la viscosidad y de la
temperatura del fluido. Por tanto de acuerdo con la invenciéon se trata de un componente que relne de forma
integradora varios métodos de medicion.

En una configuracion especialmente preferida de la invencidon el componente tiene al menos otro sensor. Este
sensor determina las variables o los parametros de estado o internos del fluido, los cuales pueden influir en las
mediciones del sedimento. En particular la viscosidad o la temperatura del fluido pueden influir en las mediciones del
grado de formacion del sedimento. Por lo tanto en caso de sensores adicionales se pueden emplear diferentes
procedimientos de medicion. Por ejemplo puede tratarse de una resistencia dependiente de la temperatura o bien de
un termoelemento. Los sensores adicionales transfieren asimismo sus sefiales a la unidad de evaluacion. La unidad
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de evaluacion calcula la influencia de las mediciones del grado de formacién del sedimento por las oscilaciones en
los parametros o variables internas del fluido. Mediante una comparativa de datos se puede calibrar el primer sensor
respecto a la medicion del sedimento. De ese modo se pueden calcular las interferencias debidas a las oscilaciones
de la viscosidad y/o de la temperatura del fluido.

Otras caracteristicas y ventajas de la invencion se deducen de la descripcion de los ejemplos con ayuda de los
dibujos y figuras siguientes:

Fig. 1:  Una bomba centrifuga con un sensor del recubrimiento

Fig. 2:  Una ampliacion de la superficie del sensor

Fig. 3: Un accesorio con un sensor del recubrimiento dispuesto a una distancia

Fig. 4: Un diagrama que muestra el cambio entre los ciclos de produccion, limpieza y enjuague

En la figura 1 se ha representado un componente 1 para los sistemas irrigantes de manera que con el componente 1
se ve influido un fluido que se encuentra dentro del sistema irrigante. En el ejemplo el componente 1 se ha
configurado como una bomba centrifuga. El transporte del fluido se realiza con una rueda motriz 10, que se ha fijado
a un arbol de transmisién o accionamiento 11. El fluido entra por los tubos extractores 12 dispuestos en el eje
giratorio en la bomba 1 y es acelerado por la rueda motriz 10 giratoria. Por la accién de la fuerza centrifuga fluye el
fluido desde el eje giratorio radialmente hacia fuera en una carcasa en espiral 13 y desde alli por los tubos de
compresion 14 a una tuberia del sistema de irrigacion. En el caso del sistema irrigante puede tratarse por ejemplo de
un sistema de tubos al cual se ha incorporado el componente 1. En una pared 2 del componente 1 se ha integrado
un sensor 3. La superficie 4 del sensor 3 esta en contacto con el fluido. En el lateral del sensor 3 alejado del fluido se
ha fijado un medio de unién 5, por medio del cual el sensor esta conectado a una unidad de evaluacion 6. El medio
de unién 5 puede tener un disefio a modo de medio de unidn enroscado o fijado para fabricar las conexiones
eléctricas. A través del medio de unidon 5 se transmiten los datos del sensor a la unidad de evaluacion 6. La
alimentacion de corriente del sensor 3 puede realizarse incluso a través del medio de unién. El sensor 3 sobresale
con su superficie 4 por la zona impresa del componente 1. El sensor 3 detecta las capas que se forman sobre su
superficie 4.

La figura 2 muestra la superficie 4 del sensor 3. Al menos una parte de la superficie 4 del sensor 3 se ha configurado
como un sustrato 7 piezoeléctrico. Sobre el sustrato 7 piezoeléctrico se han dispuesto un emisor 8 y un receptor 9.

Se trata pues de dos electrodos peine configurados como transductores interdigitales. Un oscilador colocado a una
frecuencia fija produce una sefial eléctrica de cambio con una amplitud constante. Por lo que es preferible que el
oscilador sea parte del sensor 3 y esté dispuesto en un cuerpo del sensor. Por el emisor 8 se produce una onda
superficial en el material piezoeléctrico 7. Tras recorrer un tramo de medicion la sefial acustica es transformada en
una sefal de corriente alterna eléctrica a través del receptor 9. La formacion de sedimento conduce a un cambio de
la velocidad de propagacion y de la amplitud de la onda superficial. El cambio de fases de la sefial resultante de todo
ello es registrado por la unidad de evaluacion o analisis frente a la medicién sin sedimento.

En la figura 3 se ha representado otro componente 1 conforme a la invencion. En este caso el componente 1 es un
accesorio que influye en un fluido que se encuentra dentro de un sistema irrigante. A través del componente 1 se
puede regular el caudal volumétrico de fluido. Con ayuda de un mecanismo regulador 15 que aqui equivale a una
rueda manual, se desplaza un cuerpo de cierre. Mediante el cambio de posicidn del cuerpo de cierre se modifica la
seccion de irrigacion en un componente 1. Por ejemplo en caso del componente 1 puede tratarse de una valvula,
una corredera, un grifo o una chapaleta de obturacion. El componente 1 es una parte de un sistema de irrigacion.
Puede tratarse por ejemplo de un sistema de tuberias de una instalacion grande., por ejemplo, una instalacion
quimica de produccion, una instalacion biotecnoldgica de produccion o una central eléctrica. Con el componente 1 el
fluido que se encuentra en el sistema irrigante se ve afectado, de tal forma que pueden variar el caudal o la
velocidad de irrigacion. El sensor 3 esta integrado en una pared 2 del componente 1. Para ello la pared 2 irrigante
dispone de una acumulacién de material 16. En la acumulacién de material 16 se ha incorporado una abertura 17.

En la abertura 17 se ha dispuesto el sensor 3 embebido formando un espacio interior 18. El espacio interior 18 se
encuentra dentro de la acumulacion de material 16. En un ejemplo el orificio 17 se ha configurado como una
perforacion simple dentro de la acumulacion del material 16. Con motivo de la disposicion de la superficie del sensor
4 se forma dentro del espacio interior 18 un remolino o vértice secundario. Este remolino secundario tiene una
velocidad de irrigacion inferior frente a la irrigacion principal. Este remolino aparece en cualquier angulo en la
superficie del sensor. Mediante una irrigacion mas lenta y la incidencia vertical se favorece la formacién de capas
bioldgicas en la superficie 4 del sensor 3. La superficie 4 del sensor 3 consta al menos parcialmente de un sustrato 7
piezoeléctrico. En el sustrato piezoeléctrico 7 se han colocado un emisor 8 y un receptor 9. En una salida del sensor
3 se ha conectado un medio de unién 5, que esta en contacto con una unidad de evaluacién 6. El medio de unién 5
puede tratarse de una unién roscada o fija util para fabricar conexiones eléctricas. Alternativamente a un medio de
union fijo puede realizarse una transmision de la sefial por radio. La unidad de evaluacion 6 puede ser abastecida
por una fuente externa y/o disponer de una fuente de tension integrada. Puede tratarse de acumuladores,
generadores, células solares o elementos similares. El sensor 3 detecta las capas en su superficie 4 del modo
anteriormente descrito.



10

15

20

25

30

35

40

ES 2 648 244 T3

En la figura 4 se ha representado un diagrama en el cual el material de revestimiento sobre la superficie del sensor 4
y las concentraciones del fluido de enjuague, lavado y produccion se aplican en funcion del tiempo. El proceso de
produccién empieza en el momento to. Por el sensor 3 circula el fluido, por ejemplo un liquido, con una concentracion
constante del producto. La concentraciéon del producto se ha representado en forma de una linea continua. La linea
19 que representa la concentracion del producto se ha trazado mas delgada frente a la linea 20 que representa la
masa de revestimiento. A partir de un momento t; se empieza a acumular una capa o revestimiento sobre la
superficie del sensor 4. En el momento t, al exceder un valor limite de masa de revestimiento determinada, marcada
en la ordenada izquierda con el valor “1”, se afiade al proceso un fluido de limpieza, por ejemplo un detergente. El
fluido de limpieza alcanza el sensor 3 justo en el momento t3. El intervalo de tiempo ts-t; es el tiempo muerto que
necesita el fluido de limpieza para pasar del lugar de entrada al sensor 3. A partir del momento t3 la concentracion de
fluido de limpieza en el sensor 3 aumenta. La concentracién del fluido de limpieza se representa como una linea a
trazos 21. Al mismo tiempo disminuye la concentracion del fluido de produccién. La masa o materia de revestimiento
aumenta inicialmente y alcanza un maximo en el momento ts. A partir de entonces se desintegra la masa de
revestimiento. Desde el momento t5 el fluido de produccion es desplazado por completo por el fluido de limpieza. El
fluido de limpieza ha alcanzado su concentracion maxima. La masa de revestimiento disminuye hasta el momento te.

A partir del momento ts el fluido de enjuague es introducido en el proceso. La concentracion de fluido de enjuague se
ha representado como la linea 22, que consta de una sucesion de una raya y dos puntos. El fluido de enjuague
alcanza el sensor 3 justo en el momento t;. El intervalo de tiempo tr-ts es un tiempo muerto, que el fluido de
enjuague necesita para recorrer el camino desde el lugar de entrada hasta el sensor 3. A partir del momento t;
aumenta la concentracion de fluido de enjuague en un sensor 3. Al mismo tiempo disminuye la concentracion de
fluido de limpieza. En el momento tg la concentracion de fluido de enjuague ha alcanzado su maximo, mientras que
el fluido de limpieza ha sido totalmente desplazado o desalojado. Para asegurarse de que ya no queda fluido de
limpieza en el proceso se reanuda el proceso de lavado incluso después del descenso del fluido de limpieza a una
concentracion de cero, para crear de este modo un margen temporal de seguridad. Luego se introduce de nuevo
fluido de produccién en el proceso. Tras un determinado tiempo muerto el fluido de produccion alcanza un tiempo tg
del sensor 3. La concentracion de fluido de producciéon aumenta hasta el momento t1o, mientras que la concentracion
de fluido de lavado disminuye. A partir del tiempo tio el fluido de enjuague en el sensor 3 es desplazado por
completo por el fluido de produccién. De acuerdo con el modo de funcionamiento ya descrito el sensor 3 detecta la
masa o materia de revestimiento de una superficie 4. Tal como se ha disefiado antes el sensor 3 puede detectar si lo
que por el pasa es un fluido de produccion, de limpieza o de enjuague.
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REIVINDICACIONES

Componente (1) para los sistemas de irrigacion, donde con el componente 1 se ve influido un fluido que se
encuentra dentro del sistema de irrigacion y el componente (1) se ha configurado como una maquina de trabajo
y/o una maquina de fuerza o bien como accesorio con cuerpo de cierre, donde el componente (1) presenta un
sensor (3), que se caracteriza por que el sensor (3) esta colocado en un componente (1) y comprende al menos
un emisor (8) y un receptor (9), de tal forma que el emisor (8) produce ondas acusticas por la superficie (4) del
sensor (3) y el receptor (9) detecta estas ondas superficiales producidas por el emisor y el sensor (3) produce
sefiales para una unidad de evaluacién (6) que averigua el grado de formacion de revestimiento en un
componente (1) por medio de una comparacion con los datos de referencia.

Componente conforme a la reivindicacion 1, que se caracteriza por que el emisor (8) y el receptor (9) se han
configurado como electrodos peine disefiados como transductores interdigitales.

Componente conforme a la reivindicacion 1 6 2, que se caracteriza por que al menos una parte de la superficie
(4) consta de un sustrato piezoeléctrico (7).

Componente conforme a la reivindicacion 3, que se caracteriza por que el emisor (8) y el receptor (9) se han
colocado sobre el sustrato piezoeléctrico (7).

Componente conforme a una de las reivindicaciones 1 hasta 4, que se caracteriza por que la unidad de
evaluacion (6) determina el grado de formacion de revestimiento a partir de una desviacion de la frecuencia y/o
de una desviacion de fases y/o de una desviacion de amplitudes.

Componente conforme a una de las reivindicaciones 1 hasta 5, que se caracteriza por que el sensor (3) esta
integrado en una pared (2) del componente (1).

Componente conforme a una de las reivindicaciones 1 hasta 5, que se caracteriza por que el sensor (3) esta
colocado en una pared (2) del componente (1).

Componente conforme a una de las reivindicaciones 1 hasta 7, que se caracteriza por que la unidad de
evaluacion (6) al exceder un valor limite, que corresponde a un grado determinado de formacion de
revestimiento, emite una sefial.

Componente conforme a la reivindicaciéon 8, que se caracteriza por que la sefial desencadena un proceso que
activa una limpieza de las paredes internas del componente (1) humedecidas por el fluido.

Componente conforme a una de las reivindicaciones 1 hasta 9, que se caracteriza por que el componente (1)
tiene al menos otro sensor, que determina al menos un parametro del estado del fluido y transfiere sus datos a la
unidad de evaluacioén (6), de manera que la unidad de evaluacion calcula las influencias de las mediciones del
grado de formacion de revestimiento por las oscilaciones que ocurren en los parametros o variables de estado
del fluido.

Procedimiento para la deteccion de revestimientos o capas sobre las paredes de un componente (1) para los
sistemas irrigantes, de forma que con el componente 1 se ve influido un fluido que se encuentra dentro del
sistema irrigante y el componente (1) se ha configurado como una maquina de trabajo y/o una maquina de fuerza
o bien como accesorio con cuerpo de cierre, que se caracteriza por que un sensor (3) esta colocado en un
componente (1) y comprende al menos un emisor (8) y un receptor (9), de tal forma que el emisor (8) produce
ondas acusticas por la superficie (4) del sensor (3) y el receptor (9) detecta estas ondas superficiales producidas
por el emisor y el sensor (3) produce sefiales para una unidad de evaluaciéon (6) que averigua el grado de
formacion de revestimiento en un componente (1) por medio de una comparacion con los datos de referencia

Procedimiento conforme a la reivindicacion 11, que se caracteriza por que el emisor (8) y el receptor (9) se han
configurado como electrodos peine disefiados como transductores interdigitales.

Procedimiento conforme a la reivindicacion 11 6 12, que se caracteriza por que la superficie (4) del sensor (3)
consta de un sustrato piezoeléctrico (7).

Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 11 hasta 13, que se caracteriza por que la unidad de
evaluacion (6) determina el grado de formacion de revestimiento a base de una desviacion de las fases y/o de
una desviacién de las amplitudes.

Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 11 hasta 14, que se caracteriza por que el sensor (3) esta
integrado en una pared (2) del componente (1).
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16. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 11 hasta 14, que se caracteriza por que el sensor (3) esta
colocado en una pared (2) del componente (1).

17. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 11 hasta 16, que se caracteriza por que al excederse un
valor limite que corresponde a un grado determinado de formacion de revestimiento emite una sefial.

18. Procedimiento conforme a la reivindicacion 17, que se caracteriza por que la sefial desencadena un proceso que
activa una limpieza de las paredes internas del componente (1) humedecidas con el fluido.

19. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 11 hasta 18, que se caracteriza por que el componente (1)
tiene al menos otro sensor, que al menos determina un parametro o variable de estado del fluido y transfiere sus
datos a la unidad de evaluacién (6), de manera que la unidad de evaluacion (6) calcula las influencias de las
mediciones del grado de formacién de revestimiento por las oscilaciones que tienen lugar en los parametros del
estado del fluido.
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